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l. INTRODUCCION

I . I . ANTECEDENTES DE LA MICROSCOPIA ELECTRONICA

I .2. EN QUE CONSISTE UNA OBSERVACION AL MICROSCOPIO

ELECTRONICO

1.2. l. Contraste por difusión

1.2.2. Contraste por di fracción.

JI. OPTICA GEOMETRICA - LENTES

IJ. l. NOCIONES ELEMENTALES SOBRE FORMACION DE IMAGENES

11.2. LENTES MAGNETICAS

IJ.3. ABERRACIONES

11.3. l. Aberración esférica

11.3.2. Astigmatismo

11.3.3. Aberración cromática

11.3.4. Aberración por difracción

11.4. PODER DE RESOLUCION DE UN MICROSCOPJO ELECTRONICO MO
DERNO.

11.5. PROFUNDIDAD DE CAMPO Y PROFUNDJDAD DE FOCO

IJI. FUNCIONAMJENTO DEL MICROSCOPIO ELECTRONICO

II l. I CAÑON ELECTRONICO

II ,. l. l. Fi lamento emisor-Ci I indro de Wehnelt

II l. 1.2. Potencial acelerador

111.1.3. Intensidad del haz

1.2. CONDENSADOR

111.2. l. Ventajas de un sistema de doble condensador

. LENTE OBJETIVO

~~ENTE INTERMEDIA Y LENTE PROYECTORA



-2-

111.5. DIFRACC/ON POR UN AREA SELECTA

111.6. CAL/BRAC/ON DEL MICROSCOPIO ELECTRON/CO

111.6. l. Cal ibración de la magnificación

111.6.2. Cal ibración de las rotaciones

IV. OB.SERVACION DE REPLICAS

IV.I. REPLICAS DE CARRONO - SOMBREADO

IV. 2 . R"EPLLCAS POR EXIRACCI0 N.
IV.3. REPLICAS POR TRANSFERENCIA

V. DIFRACC/ON DE ELECTRONES

V. l.
,

TEdR/A CINEMATICA DE LA DIFRACCION

V. l. l. Difracción de electrones a trav¡s de un crist

V.I.2. Ley de Bragg - Red recíproca

V.I.3. Esfera d~ Ewald

V.I.4. Muestras poi icristal ¡nas

V.I.5. Muestras con orientaciones preferenciales.

V.I.6. Muestras casi amorfas

V.2. L/NEAS DE KIKUCHI

VI. CONTRASTE POR DlfRACCION
APROXIMACION CINEMATIC

VI. l. CAMPO CLARO. APROXIMACldN DE DOS HACES

VI. l. l. Contraste de una lámina deformada elástica-

mente.

VI.I.2. Contraste de fal las de api lamiento.

VI.I.3. Contraste de dislocaciones. Criterios de ,i-

sibil idad

VI.I.4. Determinación de la naturaleza de lazos de

dislocacion~s.
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VI.I.5. Contraste de un ~recj~itadocoherente

VI.I.6. Precipitado Incoherente o Inclusión

VI.2. CAMPO OSCURO

VI.2. l. Imágenes múltiples en campo oscuro

-V1.2.2. Campo oscuro. Apertura desplazada.

VI.2.3. Otras apl icaciones de las técnicas de cam-
po oscuro

VI.2.3.1. Interpretación de diagramas de difracción
de muestras de dos o más fases.
Interpretación del contraste en la imagen.

Mejoramiento del contraste.

VI.2.3.2.
VI.2.3.3.
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